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※概要（Summary）： 

テクスチャー表面の濡れ性（親水性・撥水性）の理解

を目指し、実験と理論の両面から基礎研究を行ってい

る。これまでに、理論や実験によってこの分野の研究

を行ってきたが、ナノテクノロジープラットフォーム

を利用することで、幾何形状、ピラー配置、親水性・

疎水性を変化させた様々なテクスチャー表面の作製

が可能となった。特に、ピラーを不均一に配列したテ

クスチャー表面への浸透現象で、新しいスケーリング

則を実験と理論の両面から確認しつつある。 

 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置、シリコン深掘りエッチン

グ装置、クリーンドラフト潤沢超純水付、ステルスダ

イサー等を利用し、数ミクロン程度のテクスチャー表

面（チップ）を作製した。これを、粘性液体に静かに

接触させ、液体が浸透する様子を撮影、解析を行った。

本年度は、理論から予測される新しいスケーリング則

の確認を目指し、不均一な配列のテクスチャー表面を

作製し、実験を行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

これまでの研究により、アスペクト比が高く均一なテ

クスチャー表面への浸透現象は、毛管上昇と同様のス

ケーリング則に従うことが知られている[1-2]。また、

別のタイプのテクスチャー表面で、それより遅いスケ

ーリング則も確認されている[3]。我々が実験を行った、

不均一な配列のテクスチャー表面では、このどちらと

も異なる、新しいスケーリング法則が理論的に予測さ

れる。実際の実験および解析により、一部のテクスチ

ャー表面で、理論と一致する傾向が確認された。 

 
図１:作製した不均一表面へ浸透する液体薄膜の高さの時間変化。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題：これまでの不均一配列では、パラメータ

の設定に理論から厳しい制約があった。今後は別の配列

等、より多彩なテクスチャー表面に対し研究を行ってい

く。また、本年度作製を開始した撥水性表面についても、

新しい物理の発見を目指して研究を続けていきたい。 
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